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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【公開番号】特開2018-133415(P2018-133415A)
【公開日】平成30年8月23日(2018.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2018-032
【出願番号】特願2017-25350(P2017-25350)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/677    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/68     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ｆ
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０１　

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月14日(2020.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　基板Ｗの外周部には、ノッチＮまたはオリエンテーションフラット等の位置決め用の切
り欠きが形成されている。本実施の形態に係る基板Ｗは、切り欠きの一例としてノッチＮ
を有する。検出器Ｓ１～Ｓ５の各々は、平面視で他の検出器に対して基板Ｗの周方向にお
けるノッチＮの長さＮＬよりも大きく離間するように配置されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　図４は、複数のずれ量の全てが０である場合のハンドＨ１上の基板Ｗと４つの仮想円と
の位置関係を示す平面図である。なお、図４では、図２のハンドＨ１の図示を省略する。
また、以下の説明においては、部分ｐ１，ｐ２，ｐ３を通る仮想円を仮想円ｃｒ１と呼び
、部分ｐ２，ｐ３，ｐ４を通る仮想円を仮想円ｃｒ２と呼び、部分ｐ１，ｐ３，ｐ４を通
る仮想円を仮想円ｃｒ３と呼び、部分ｐ１，ｐ２，ｐ４を通る仮想円を仮想円ｃｒ４と呼
ぶ。また、ハンドＨ１における仮想円ｃｒ１，ｃｒ２，ｃｒ３，ｃｒ４のそれぞれの中心
位置をｖｐ１，ｖｐ２，ｖｐ３，ｖｐ４とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　ここで、基板搬送装置５００は、一の処理ユニットの所定の位置（以下、受け取り位置
と呼ぶ。）にある基板Ｗを受け取って搬送し、他の処理ユニットの所定の位置（以下、載
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置位置と呼ぶ。）に基板Ｗを載置するものとする。受け取り位置および載置位置は固定さ
れたＵＶＷ座標系の座標で表される。受け取り位置の座標を受け取り座標と呼び、載置位
置の座標を載置座標と呼ぶ。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　その後、移動制御部５８は、補正された座標情報（載置座標）に基づいて、載置位置へ
の基板Ｗの搬送を基板搬送装置５００に開始させ（ステップＳ１０）、ハンドＨ１により
保持された基板Ｗを載置位置に載置させる（ステップＳ１１）。これにより、ハンドＨ１
における基板Ｗの位置によらず、基板Ｗを載置位置に正確に載置することが可能になる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　まず、基板Ｗを保持するハンドＨ１が進退初期位置へ後退するかまたは進退初期位置か
ら前進する。それにより、検出器Ｓ１～Ｓ６により基板Ｗの部分ｐ１～ｐ６がそれぞれ検
出される。検出器Ｓ１～Ｓ６の検出信号および図３の上ハンドエンコーダ５２６の出力信
号に基づいてハンドＨ１における基板Ｗの部分ｐ１～ｐ６の位置がそれぞれ算出される。
また、ＸＹ座標系において部分ｐ１，ｐ２，ｐ３，ｐ４のうち互いに異なる３つの部分の
位置を通る４つの仮想円ｃｒ１～ｃｒ４が算出されるとともに、４つの仮想円ｃｒ１～ｃ
ｒ４の中心位置ｖｐ１～ｖｐ４がそれぞれ算出される。さらに、４つの中心位置ｖｐ１～
ｖｐ４間の複数のずれ量が算出される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　（１０）基板処理装置の構成および動作
　図１３は、第１または第２の実施の形態に係る基板搬送装置５００を備えた基板処理装
置の模式的平面図である。図１３以降の図面には、位置関係を明確にするために互いに直
交するＵ方向、Ｖ方向およびＷ方向を示す矢印を付している。Ｕ方向およびＶ方向は水平
面内で互いに直交し、Ｗ方向は鉛直方向に相当する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
　（ｃ）上記の実施の形態において、基板搬送装置５００のハンドＨ１，Ｈ２は、基板Ｗ
の下面を吸着する機構の代わりに、基板Ｗの外周端部に当接することにより基板Ｗの外周
端部を保持する機構を有してもよい。基板Ｗの外周端部を保持するハンドによれば、基板
Ｗの外周端部との当接部分が磨耗することにより、基板Ｗの中心位置Ｃが基準位置からず
れた状態でハンドにより保持される可能性がある。このような場合でも、ハンドにおける
基板Ｗの位置が正確に判定されるので、本来載置されるべき位置に基板Ｗを正確に載置す
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ることが可能となる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
　（ｅ）上記の実施の形態では、複数の検出器Ｓ１～Ｓ６の受光部Ｓｒは、複数の投光部
Ｓｅから出射されて基板Ｗの移動経路を通る透過光を帰還光として受光するように配置さ
れる。これに限らず、複数の受光部Ｓｒは、複数の投光部Ｓｅから出射されて基板Ｗの移
動経路で反射される光を帰還光として受光するように配置されてもよい。
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